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1, Vorrichtung zum 



Beschriften von Werkstuecken (ICl, ... ICIO) , 
insbesondere IC-Gehaeusen, mit Laserstrahl, mit einer 
Werkstueckzufuehreinrichtung (10, 12), die die zu beschriftenden 
Werkstuecke einer Beschrif tungszone zufuehrt, einer 
Laserstrahlquelle (2), einer Ablenkeinheit (4) mit Opt ik (8), mit 
der ein Laserstrahl auf die Oberflaeche des zu beschrif tenden, 
sich in der Beschrif tungszone befindlichen Werkstuecks (ICl, ... 
ICIO) fokussierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Strahlteilereinheit (14, 16 - 22) vorgesehen ist, die den von der 
Laserstrahlquelle (2) abgegebenen Laserstrahl (L) in mehrere 
Teilstrahlen (SI, 52, S3) aufteilt, die ueber dieselbe 
Ablenkeinheit (4) mit Optik (8) gefuehrt werden, urn gleichzeitig 
mehrere Beschriftungs-Laserstrahlen (Bl, ...) zu erhalten, von 
denen jeder auf eines von mehreren in der Beschrif tungszone 
befindlichen Werkstuecken fokussiert wird. 

In the case of a device for scribing (inscribing) IC housings 
(ICl ICIO) with the aid of a laser beam, simultaneous scribing 

of a'piurality of IC housings (ICl,... IC5) with a plurality of 
scribing laser beams (Bl, . . . B5) takes place, which beams are 
produced by a beam-splitter unit located between a laser-beam 
source (2) and an scribing head (6, 8). Using^two parallel 

"en^ployed. While^ for 



conveyor b elts, asynchronous operation can 

^f^T^yr^ fiMf> rc housings are be ing scrTEid^imultaneously on ojie 
ty^TT — a rOrWa-rd 5hitL Lak6s piSat e-^ n t he other belt to an extent 
yoTr^iporrrmrg to lengUiJj tone,J:ow :of five TC LJiQUSinas . The 



scrii 



^ll^TTTSerTJgams^^ di rected onto 

thr"other conveyor belt: with the IC housings (IC6, ... ICIO) 
roca 



[gT ^n. while the conveyor Qelt with t he counterparty 
"scribed is moved further. 
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TI IC-housing lettering apparatus uses laser beam - which is divided up 
to produce several simultaneous lettering laser beams, each one 
focused on one of several IC-housings in lettering zone. 
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A workpiece delivery equipment (10,12) supplies the IC-housings to 
be lettered to a lettering zone. The lettering apparatus also 
includes a laser beam source (2) and a deflection unit (4) with an 
optic (8), with which a laser beam can be focused on the surface of 
the IC-housing to be lettered in the lettering zone. 

A beam splitter unit (14) divides the beam from the laser beam 
source into several beam parts which are lead via the deflection 
unit to obtain simultaneously several lettering laser beams 
(B1...B5), each one of which is focused on one of several 
IC-housings in the lettering zone. 

ADVANTAGE - Considerably increases throughput of lettered 
wor)cpieces for comparatively low additional cost. 
Dwg. 1/2 
FS EPI GMPI 
FA AB; GI 
MC EPI: U11-E02B 



iiiiiniinni 

0 Veroffentlichungsnummer: 0653 791 A1 



© EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 

® Anmeldenummer: 94116661.4 0 Int. a«: HOI L 23/544 



0 Anmeldetag: 21.10.94 



® Prioritat: 12.11.93 DE 4338774 


0 Anmelder: Carl Baasel Lasertechnik GmbH 


Petersbrunner Strasse 1b 


0 Veroffentllchungstag der Anmeldung: 


0-82319 Stamberg (DE) 


17.05.95 Patentblatt 95/20 


0 Erfinder: Langhans, Lutz, Dr. 




0 Benannte Vertragsstaaten: 


Fasanenweg 25 


DE FR IT 


D-82319 Stamberg (DE) 




0 Vertreter: Klunker . Schmltt-Nilson . Hirsch 




WInzererstrasse 106 




D-80797 MUnchen (0£) 



0 Vorrlchtung zum Beschrlften von WerkstUcken. 




Europalsches Patentamt 
Europ an Patent Offic 
Office europ^en des brev ts 



cn 
rs 

CO 

in 

CO 



CL 
III 



© Bei einer Vonichtung zum Beschnften von IC- 
Gehdusen (IC1. ... IC10) mit Hitfe eines Laserstrahls 
erfotgt eine gleichzettige Beschriftung nnehrerer IC- 
Gehause (iCI, ... ICS) mit Tt\B\\x^x9T\ Beschrlftungs- 
Laserstrahlen (B1. ... 85), die von einer zwischen 
einer Laserstrahlquelle (2) und einem Schreibkopf (6. 
8) befindlichen Strahlteilereinhett erzeugt werden. 
Ourch zwei parallele Transportbahnen kann im Se- 
gentaktbetrieb gearbettet werden, Wahrend auf der 
einen Bahn gleichzeitig beispielsweise fOnf IC-Ge- 
hause beschriftel werden, erfolgt oin Vorschub auf 
der anderen Bahn urn eine der LSnge einer Reihe 
aus fOnf IC-Gehausen entsprechende Strecke. An- 
schlie0end werden die Beschriftungsiaserstrahten 
(B1, ... B5) auf die andere Transportbahn mit den 
darauf befindlichen IC-Gehausen (iC6. ... IC10) ge- 
richtet. wahrend das Transportband mit den gerade 
beschrifteten SettenstUcken weitergerUckt wtrd. 
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Be- 
schriften von Werkstucken. insbesonder IC-Ge- 
hausen. mittels Laserstrahl. mit einer Werkstuckzu- 
fuhreinrichtung. die die zu beschriftenden Werk- 
stucke einer Beschiiftungszone zufUhrt. einer La- 
serstrahlquelie und einer Ablenkeinheit mil Optik, 
nnit der ein Beschriftungs-Laserstrahl auf die Ober- 
flSche der zu beschriftenden. in der Beschriftungs- 
zone befindllchen WerkstUcke fokussterbar ist. 

Oerartige Vorrichtungen sind bekannt und wer- 
den insbesondere zum Beschriften von IC-Gehau* 
sen eingesetzt. Die Beschriftung wird in Form einer 
Gravur mit Hilfe des Laserstrahls '*eingebrannt", 
wobei die Beschriftung beispielsweise den Namen 
des Hersteilers, die Typenbezeichnung und der- 
gleichen umfaOt. Diese Information wird der Laser- 
strahtquelte und der Steuerung der Ablenkeinheit 
zugefUhrt. um den Laserstrahl abhSngig von der 
Beschriftungsinformatlon zu modulieren Oder ein- 
/auszuschaKen, wobei die Ablenkeinheit dafur 
sorgt. dafi der Laserstrahl mit der geeigneten Qe- 
schwindigkelt uber die zu beschriftende Flache ge- 
fQhrt wird. Die Optik dient dazu, den Laserstrahl 
exakt in der Beschriftungsebene zu fokussieren. 
Die Beschriftungsdauer fOr ein derarttges Werk* 
stock liegt unter einer halben Sekunde. Der Vor- 
schub der zu beschriftenden WerkstUcke mit Hilfe 
der WerkstUckzufUhreinheit erfolgt intermittierend, 
wobei die Vorschubzelt innerhalb jedes Beschrif- 
tungszyklus etwa genauso lang ist wie die Beschrif- 
tungszeit. Um einen hdheren Durchsatz zu erzie- 
ien, ist es bekannt. zwei Transportbahnen parallel 
nebeneinander anzuordnen und die Aniage im Ge- 
gentaktbetrieb zu t)etreiben, d. h., wahrend die 
Beschriftung elnes in der einen Beschriftungszone 
befindllchen WerkstUcks erfolgt, erfolgt In der an- 
deren Transportbahn eine Vorschubbewegung. 
Wenn die Beschriftung in der ersten Beschriftungs- 
zone abgesch tossen ist. wird der Laserstrahl auf 
die andere Beschriftungszone gerichtet. in die zwi- 
schenzeitlich ein weiteres zu t>eschriftendes Werk- 
stuck gerUckt wurde. 

Um den Durchsatz einer solchen Aniage zu 
erhdhen. kann man daran denken, mehrere Be- 
schriftungskopfe mtt jeweils zugeh6riger Laser- 
strahiquelle und Ablenkeinheit hintereinander oder 
nebeneinander anzuordnen, um gleichzeitig mehre- 
re WerkstUcke beschriften zu konnen. Dies ist ai- 
lerdings t>esonders kostenintensiv. weil sich die 
Kosten der Aniage im Vergleich zu einer Aniage 
mit einem Schreibkopf um den Faktor der gleich- 
zeitig zu beschriftenden WerkstUcke erhdhen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. eine 
Vorrichtung zum Beschriften von WerkstUcken der 
eingangs genannte Art anzugeben. die be! ver- 
gleichsweise geringen zusatzlichem Aufwand eine 
erhebliche Sleigerung des Durchsatzes an be- 
schrifteten Werkstucken gestatlet 



ErflndungsgemaO wird dies Aufgabe dadurch 
geld St. daB eine Strahit llereinheit vorg sehen ist, 
der den von der Laserstrahlquell abgegebenen 
Laserstrahl in mehrere Teilstrahlen aufteilt. die Uber 
5 di selbe Abl nkeinheit mit Optik g fOhrt werd n. 
um gleichzeitig mehrer B schriftungs-Las rstrah- 
len zu erhalten. von denen jede auf eines von 
mehreren in der Beschriftungszone t)efindh'chen 
WerkstUcken fokussiert wird. 
90 Die Beschriftungszone nimmt bei der erfin- 

dungsgemaO ausgebildeten Vorrichtung nicht nur 
ein WerkstUck. sondern eine Gruppe von Wori^- 
stucken auf. die vorzugsweise in einer Reihe hin- 
tereinander angeordnet sind. Der von der Werk- 
15 stUckzufUhreinrichtung Ijewirkte Vorschub erfolgt 
dann um eine Strecke. die der LSnge der Reihe 
aus mehreren WerkstUcken entspricht. Bei dem 
Beschriftungsvorgang werden gleichzeitig mehrere 
Beschriftungs-Laserstrahlen synchron Uber die in 
20 der Beschriftungszone befindllchen WerkstUcke ge- 
fuhrt. Die Anzahl von Teilstrahlen und die dement- 
sprechende Ausgestaltung der Strahlteitereinheit 
hangen von der fUr die Beschriftung der einzelnen 
WerkstUcke bendtigten Energie sowie von der 
25 Energie des von der Laserstrahlqueile gelieferten 
Laserstrahls ab. Im einfachsten Fall liefert ein 
Strahlteiler zwei Teilstrahlen. es kdnnen jedoch 
auch drei. vier und mehr Teilstrahlen erzeugt wer- 
den. um eine entsprechend grofie Anzahl von 
30 WerkstUcken gleichzeitig zu beschriften. 

Die Beschriftungszone ist eine imaginare Stelle 
entlang des durch beispielsweise ein Transport- 
band gebildeten Transportwegs. Ot>erhalb dieser 
Stelle befindet sich der Schreibkopf der Vorrich- 
35 tung. und die Optik des Schreibkopfs fokussiert 
sSmtliche Teil-Beschriftungs-Laserstrahlen auf die 
Oberf lache der einzelnen WerkstUcke. 

Verglichen mit der herkdmmlichen Vorrichtung 
braucht praktisch nur eine Strahlteilereinheit zu- 
40 satzlich vorgesehen zu werden. welche die bend- 
tigte Anzahl von Teilstrahlen liefert. Diese Teilstrah- 
len werden dann so auf den ersten Ablenkspiegel 
der Ablenkeinheit gerichtet. daO die Teilstrahlen auf 
dem Ablenkspiegel praktisch an derselben Stelle 
45 auftreffen. Die beiden Ablenkspiegel lenken dann 
die Teilstrahlen synchron auf die Optik. und von 
der Optik werden samtllche Teilstrahlen aus Be- 
schriftungs-Laserstrahlen auf die in der Beschrif- 
tungszone beHndlichen Wericstucke fokussiert. 
so Die Strahlteilereinheit kann in herkdmmlicher 

Weise mit Hilfe halbdurchlassiger Spiegel und voll- 
standig reflektierender Spiegel aufget>aut sein. Al- 
ternativ kann mach auch einen holographischen 
Strahlteiler einsetzen. 
55 Die erfindungsgemSB ausgebildete Vorrichtung 
laBt sich vorzugsweise derart ausgestalten. daB die 
WerkstUckzufuhretnrichtung zwei nebeneinander 
angeordnete Transportbahnen aufweist, denen je- 
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weils eine Beschriftungszone zugeordnet 1st, und 
daB das ZufUhr n der WerkstUcke gruppenweise 
fur eine der Anzaht von T ilstrahlen entsprechende 
Anzahl von Werkstucken im Gegentaktbelrleb er- 
folgt. wobei wahrend der Beschriftung der einen i 
Gruppe in der einen Beschriftungszone der ande- 
ren Beschriftungszone eine Gruppe von Werkstuk- 
ken zugefUhrt wird und danach die Beschriftungs- 
Laserstrahten auf die andere Beschriftungszone ge- 
richtet werden. u 

Im folgenden werden Ausfuhrungsbeispiele der 
Erftndung anhand der Zetchrtung naher eriiiutert. 
Es zeigen: 

Figur 1 eine schematische Ansicht einer Vorrich- 
tung zum Baschriften von IC-GehSusen. und n 
Rgur 2 eine schematische Darstellung des La- 
serstrahlverlaufs der in Rgur 1 dargestelKen 
Vonrlchtung. 

Rgur t zeigt eine Vorrichtung zum Beschriften 
von IC-Gehausen, d. h. von mit AnschluBsttften 20 
versehenen Kunststoffgehausen. in denen sich ein 
Chip mit einer integrierten Schaltung befindet. 

Eine Laserstrahiquelle 2 erzeugt einen Laser- 
strahl, der abhangig von der Schreibinformation in 
an sich bekannter Weise moduiiert wird. Der modu- 25 
lierte Laserstrahl gelangt an einen Schreibkopf 6, 
der sine Ablenkeinheit 4 mit einer Fokussier-Optik 
8 aufweist welche mehrere Beschriftungs-Laser- 
strahlen B1. B2 ... B5 auf eine Beschriftungsebene 
fokussiert. 30 

Die Beschriftungsebene wird definiert durch die 
Oberseite von auf einem Transportband 10 in Pfeil- 
richtung P intermittierend transportlerten IC-GehSu- 
sen IC1» IC2, ... ICS. Die Beschriftung ntmmt ca. 
0.2 bis 0.4 Sekunden In Anspruch. AnschlieOend 3S 
werden die Beschriftungslaserstrahlen 81 • B5 auf 
eine bertachbarte Beschriftungzona gerichtet. die 
gemaO Rgur 1 durch fiinf weitere in einer Reihe 
angeordnete IC-Gehause IC6, ... ICIO besetzt ist. 
Die IC-Gehause IC6. ... ICIO befinden sich auf 40 
einem parallel zu dem Transportband 10 ebenfalls 
in Pfeilrichtung P bewegten Transportt)and 12. 
Wahrend die Beschriftung der in zu dem Trans- 
portband 10 gehdrigen Beschriftungszone erfolgt. 
wird das andere Transportband 12 um eine Strecke 4s 
weiterbewegt. wetehe der Lange der fUnf IC-Ge- 
hMuse umfassenden ReIhe entsprlcht WShrend 
das eine BarxJ die zu beschriftenden bzw. die 
beschhfteten IC-GehSuse vorrOckt. erfolgt gerade 
die Beschriftung in der zu dem anderen Transport- so 
band gehorigen Beschriftungszone. 

Figur 2 zeigt schematisch den Strahlverlauf fur 
eine Vorrichtung der in Figur l dargestellten Art, 
wobei in Rgur 2 aus GrUnden der Vereinfachung 
jedoch nicht fUnf. sondern iediglich 3 Beschnf- ss 
tungs-Laserstrahlen B1, B2 und B3 dargestellt sind. 
Links in Figur 2 ist ein Teil des Transportbands 10 
dargestellt. auf dem sich in einer (imaginSren) Be- 



schriftungszone drei IC-GehSus ICl, 102 und IC3 
b finden. Di hier sch matlsch darg stellt Optik 8 
dienl zum Fokussieren von drei Teilstrahlen auf die 
Oberflache der einzelnen IC-G hause ICl. IC2 und 
5 IC3. 

Die rechts in Figur 2 schematisch dargestellte 
Laserstrahiquelle 2 liefert einen Laserstrahl L. der 
auf einen teildurchlassigen Spiegel 18 ffillt. Oer 
durchgelassene Strahlanteil gelangt auf einen wei- 
10 teren teildurchlSssigen Spiegel 16, aus dem ein 
Teilstrahl 32 austritt Der von dem tetldurchlSssi- 
gen Spiegel 16 abgelenkte Strahlanteil wird von 
einem Umienkspiegel 22 als Teilstrahl S3 unter 
einem Winkel a bezUglich des Teilstrahls S2 auf 
IS die Ablenkeinheit 4 gerichtet. Der von dem teil- 
durchlassigen Spiegel 18 abgelenkte Strahlanteil 
wird von einem Umienkspiegel 20 als Teilstrahl Si 
und einem Winkel a bezUglich des Teilstrahls 82 
auf die Ablenkeinheit 4 gerichtet. 
?o Die durch die teildurchlassigen Spiegel 16 und 
18 und die Umienkspiegel 20 und 22 gebildete 
Strahlteilereinheit ist hier in herkdmmlicher Weise 
ausgebildet und wird als bauliche Einheit zwischen 
die Laserstrahiquelle 2 und die Ablenkeinheit 4 
5 eingefugt. 

Die Ablenkeinheit 4 ist in bekannter Weise aus- 
gebildet und enthSK einen ersten Ablenkspiegel 42, 
dessen Schwenkachse senkrecht zur Zeichenebe- 
ne verlSuft, so daB er sich In RIchtung des Doppel- 
9 pfeils zu bewegen venmag. und einen zweiten Ab- 
lenkspiegel 44, dessen Schwenkachse in der 
Zeichnungsebene liegt. Die von der Ablenkeinheit 4 
in X- und y-Richtung (innerhalb der Zeichnungs- 
ebene und senkrecht zur Zeichnungsebene) abge- 
i lenkten Teilstrahlen Si, S2 und S3 werden von der 
OptIk 8 als Beschriftungs-Laserstrahlen 81, B2 und 
B3 auf die zu beschriftenden IC-Gehause ICl, 1C2 
und IC3 gerichtet und fokussiert, wobei die Brenne- 
bene jedes Beschriftungs-Laserstrahls etwa der 
Oberseite der zu beschriftenden IC-Gehause ent- 
spricht 

Die Beschriftungs-Laserstrahlen B1 , B2 und B3 
bewegen sich gemSB Figur 2 in der Zeichnungs- 
ebene some senkrecht zur Zeichnungsebene. so 
daB der Brennpunkt jedes einzelnen Strahls Uber 
das betreffende IC-GehSuse wandert und dort die 
Beschriftung entsprechend der Energie des modu- 
lierten Laserstrahis einbrennt. 

In At>wandlung des oben beschriebenen Aus- 
fOhrungsbeispiels kann die in Rgur 1 dargestellte 
Aniage auch mit Iediglich einem einzigen Trans- 
portband. aber auch mit drei parallel gefuhrten 
Transportbandern ausgefuhrt werden. WShrend 
oben als Beispiel die Beschriftung von IC-Gehau> 
sen eriautert wurde. laBt sich die erfindungsgema- 
Be Vorrichtung auch zur Beschriftung anderer 
WerkstUcke einsetzen, insbesondere solcher Werk- 
stiicke, die sich mit Las rstrahlen relativ geringer 
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Energfe beschriften lassen. Es kommen also vor- 
zugsweise Kunststoff-WerkstucK in Betracht. 

Die in Rgur 2 rechts oben dargest lite Strahl- 
teilereinheit 14 kann auch in an sich bekannter 
Weise als holographtscher . Strahlteiler ausgebildet 5 
sein. 

In Figur 1 und Figur 2 sind fUnf bzw. drel IC- 
GehSuse dicht an dicht jeweils in einer Reihe ange- 
ordnet. Die Anzahl gleichzeitig beschrifteter Werk- 
stQcke hangt ab von der Anzahl von Teilstrahlen. to 
Oabei brauchen die zu beschrlftenden WerkstQcke 
nicht in einer Reihe angeordnet zu werden. man 
kann beispielsweise auch vier WerkstQcke so an- 
ordnen. da0 ihre ISAittelpunkte auf einem Quadrat 
Oder nechteck liegen. Dabei muO der Strahlteiler is 
dann so ausgestaitet werden, daO die einzelnen 
Teilstrahlen nicht nur - wie in Figur 2 gezetgt * in 
einer Ebene einen WInkel zueinander bildan, son- 
dern auch raumlich bestimmte Winkel zueinander 
bilden. Andere Anordnungen von Teilstrahlen bzw. 20 
gleichzeitig zu beschrlftenden Werkstucken sind 
denkbar. 



WerkslUcken zugefOhrt wird und danach die 
Beschriftungs-Laserstrahlen auf die and re Be- 
schriftungszone gerichtet werden. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekenruelchn t, daO von der Strahlteilerein- 
heit (14) gelieferte Teilstrahlen (SI, S2, S3) 
unter gegenseitigen Winkein (a) derart auf den 
ersten Ablenkspiegel (42) der Ablenkeinheit (4) 
gerichtet werden. da0 sie etwa an derselben 
Stelle auf den Ablenkspiegel (42) auftreffen. 

4. Vorrichtung nach einem der AnsprUche 1 bis 
3. dadurch gekennzelchnet. daO die Be* 

schriftungszone mehrere in einer Reihe ange- 
ordnele WerkstQcke aufnimmt. 
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1. Vorrichtung zum Beschriften von WerkstOcken 
(IC1, ... IC10), insbesondere tC-Gehfiusen, mit 
Laserstrahl. mit einer WerkstUckzufUhreinrich- 
tung (10. 12). die die zu beschriftenden Werk- 
stQcke einer Beschriftungszone zufQhrt. einer 30 
Laserstrahlquelte (2). einer Ablenkeinheit (4) 
mit Optik (8). mit der ein Laserstrahl auf die 
OberflSche des zu t>eschriftenden. sich in der 
Beschriftungszone befindiichen WerkstQcks 
(ICl. ... IC10) fokussiert>ar ist. dadurch ge- 35 
kennzelchnet, daB eine Strahlteilereinheit (14. 
16-22) vorgesehen ist. die den von der Laser- 
strahiquelle (2) abgegebenen Laserstrahl (L) in 
mehrere Teilstrahlen (31. S2. S3) aufteilt. die 
uber dieselbe Ablenkeinheit (4) mit Optik (8) 40 
gefuhrt werden. urn gleichzeitig mehrere Be- 
schriftungs-Laserstrahlen (B1, ...) zu erhalten, 
von denen jeder auf eines von mehreren in der 
Beschriftungszone befindiichen WerkstOcken 
fokussiert wird. 45 



2. Von'ichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzelchnet, daO die WerkstOckzufQhrein- 
richtung (10. 12) zwei nebeneinander angeord- 
nete Trans portbahnen (10, 12) aufweist, denen 50 
jeweils eine Beschriftungszone zugeordnet ist, 
und dafl das ZufUhren der WerkstQcke (ICl, ... 
ICS; ICS, ... IC10) gruppenweise fQr eine der 
Anzahl von Teilstrahlen entsprechende Anzahl 
von Werkstucken im Gegentaktbetrieb erfolgt. 55 
wobei wahrend der Beschriftung der einen 
Gruppe in der einen Beschriftungszone der 
anderen Beschriftungszone eine Gruppe von 
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